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A tananyag 
Oktatási cél: 
A hallgatók megismertetése a mikroelektronikai és mikroelektromechanikai eszközök mőködésével, 
annak fizikai alapjaival és ezen eszközök elıállítási technológiájával és felhasználási területeivel. 
Tematika: Kristálytani és fizikai alapok. Bipoláris, unipoláris és fotoelektromos félvezetı eszközök. 
Mikroelektromechanikai érzékelık, beavatkozók, mikrofluidika. Kristály- és rétegnövesztési eljárások, 
adalékolás, oxidáció, rétegeltávolító mőveletek, mintázat és ábrakialakítás. 

Témakörök (elıadás): Hét Óraszám 
1. Bevezetés. Kristálytani alapfogalmak. 1. 3 
2. Mikroelektronika: fizikai alapok I. 2. 3 
3.  Mikroelektronika: fizikai alapok II. 3. 3 
4.  Mikroelektronika: bipoláris eszközök 4. 3 
5.  Mikroelektronika: unipoláris esközök 5. 3 
6.  Mikroelektronika: fotoelektromos eszközök 6.  3 
7. Mikroelektromechanikai rendszerek: érzékelık. 7. 3 
8. Mikroelektromechanikai rendszerek: beavatkozók. 8. 3 
9. Mikroelektromechanikai rendszerek: mikrofluidika. 9. 3 
10. Mikrotechnológia: kristálynövesztési eljárások. 10. 3 
11 Mikrotechnológia: rétegnövesztési eljárások 11. 3 
12 Mikrotechnológia: adalékolás és oxidáció. 12. 3 
13 Mikrotechnológia: rétegeltávolító mőveletek.  13. 3 
14. Mikrotechnológia: mintázat és ábrakialakítás. 14. 3 

Témakörök (laborgyakorlat):    
1. Bevezetı ismeretek. 2. 4 
2. Optikai félvezetı eszközök I. 4. 4 
3. Optikai félvezetı eszközök II. 6. 4 
4. Hımérsékletérzékelık. 8. 4 
5. MEMS nyomásérzékelık. 10. 4 
6. Hall mérések. 12. 4 
7. Beszámoltatás, pótlás. 14. 4 
Félévközi követelmények: 
A tantervben elıírt elıadások és laborgyakorlatok látogatása kötelezı. A vizsgára bocsátás feltétele a 
két zárthelyi dolgozat megírása és a laborgyakorlatok feladatainak hiánytalan elvégzése legalább 
elégséges (2) szinten. 
A pótlás módja: A zárthelyik és a laborgyakorlatok külön idıpontban zárthelyinként és 
laborgyakorlatonként egy-egy alkalommal pótolhatók a szorgalmi idıszakban. A vizsgaidıszakbeli 
pótlás az Óbudai Egyetem tanulmányi szabályzata szerint (egy pótlási lehetıség a vizsgaidıszak elsı 
két hetében). 



   

A vizsga módja: 
A vizsga szóbeli, az elégséges osztályzathoz legalább 60%-os szintet kell elérni. 
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Egyéb segédletek:  
A tárgy tanulásához felhasználhatóak az elıadások vetitett anyagai is, melyek megtalálhatók az 
egyetemi honlapokon. 

 


